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カメラ分野におけるデジタル化の波
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デジタルカメラの進化

画素数の増大、ピクセルサイズの極小化→フィルムカメラよりも厳しい要求性能
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幾何光学から波動光学さらに・・・
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ピンホール構造 透過光強度（上）と位相（下）

電磁場の厳密解析

産業光学技術（光工学）と先端光学の接点
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半導体露光装置（ステッパ－）
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ステッパー投影レンズの構成

300mm

260mm

×1/4 Design

×1/6 Design
150.00
MM



マスタ タイトルの書式設定

• マスタ テキストの書式設定

• 第 2 レベル

• 第 3 レベル

• 第 4 レベル

• 第 5 レベル

8

Optical Research Laboratory
Research and Development Headquarters, Core Technology Center

驚くべき精度

最新の半導体露光装置の結像性能は

全視野において

波面収差のRoot Mean Square： 5/1000λRMS
Strehl強度：99.9%

（回折限界の定義は 70/1000λRMS, 80%）

全長が1メートルを超えるレンズが 1nm （１０億分の１メー
トル）の精度でできている

究極のナノテクノロジー
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NOLMEX(Nonlinear Multiple Exposure)法

非線形な光学応答を用いて解像力を２倍にする技術
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非線形超解像の深化～量子光学的超解像

産業光学技術（光工学）と先端光学の接点



マスタ タイトルの書式設定

• マスタ テキストの書式設定

• 第 2 レベル

• 第 3 レベル

• 第 4 レベル

• 第 5 レベル

11

Optical Research Laboratory
Research and Development Headquarters, Core Technology Center

先端光学と光工学
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光学産業の使命

技術の進化・深化、関連技術分野の増加、ニーズの多様化、
設計技術＆製造技術、ビジネス形態の多様化・・・

力強く産業を牽引するリーダーが不可欠

東京大学における「光工学」の復活へ
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